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まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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半導体式微量ガス測定装置による 

還元性微量ガス測定方法 

Method for measuring reducing trace gases by  

semiconductor-type trace gas measuring equipment 

 

1 適用範囲 

この規格は，半導体式微量ガス測定装置（以下，測定装置という。）を使用して，主に大気，室内空気又

は呼気に含まれる濃度範囲（通常，体積分率 1 ppb～100 ppm）の還元性微量ガス（以下，微量ガスという。）

を，測定する方法について規定する。 

この規格は，主に次の表 1 に示すガスに適用可能である。 
 

表 1－主な測定対象ガス 

分類 主な測定対象ガス 

無機ガス 水素，一酸化炭素 

炭化水素 メタン，エタン，エチレン，イソプレン 

芳香族炭化水素 トルエン，エチルベンゼン，キシレン，スチレン 

アルコール メタノール，エタノール 

アルデヒド アセトアルデヒド 

ケトン アセトン 

硫化物 硫化水素，メタンチオール，硫化ジメチル 

アンモニア，アミン アンモニア，トリメチルアミン 

注記 メタン及びエタンの，濃度の上限の目安は体積分率 5 000 ppm である。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。この引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS Z 8103 計測用語 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS Z 8103 による。 

  


